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(YDROSTATISCHE฀&àLLSTANDS

MESSUNG฀MIT฀%DELSTAHL

$RUCKAUFNEHMER

4%#(.)+฀&Ä2
3)#(%2(%)4
5.$฀5-7%,4 &Ä,,34!.$3'%2¯4%

3!&%49฀!.$
%.6)2/.-%.4!,

4%#(./,/'9

$IE฀ HYDROSTATISCHEN฀ 3ONDEN฀ EIGNEN฀
SICH฀ FàR฀ DEN฀ %INSATZ฀ IN฀ &LàSSIGKEITEN฀ 
฀
AUCH฀AGGRESSIVEN฀
฀IN฀DRUCKLOSEN฀"EHËL

TERN�฀ $ABEI฀ WIRKT฀ DER฀ HYDROSTATISCHE฀
$RUCK฀DES฀-EDIUMS฀AUF฀DIE฀-EMBRANE฀
DER฀ -E�ZELLE฀ IM฀ 3ENSOR฀ UND฀ BEWIRKT฀
EINE฀ 6ERËNDERUNG฀ EINER฀ ELEKTRISCHEN฀
+ENNGRÚ�E�฀ $IESE฀ 6ERËNDERUNG฀ WIRD฀
àBER฀EINE฀INTEGRIERTE฀!USWERTEELEKTRONIK฀
IN฀ EIN฀ ENTSPRECHENDES฀ !USGANGSSIGNAL฀
UMGEWANDELT�
$AS฀3ONDENGEHËUSE฀IST฀JE฀NACH฀!USFàH

RUNGSVERSION฀ AUS฀ DEN฀ -ATERIALIEN฀
%DELSTAHL�฀ 06#฀ ODER฀ 06$&�฀ "EI฀ DEN฀
(ËNGEVERSIONEN฀SIND฀DIE฀+ABEL฀AUS฀DEN฀
-ATERIALIEN฀ 06#�฀ 052฀ ODER฀ &%0฀ 
฀ JE฀
NACH฀-EDIENBESTËNDIGKEIT฀
�

!USFàHRUNGEN�
●฀ (ËNGEAUSFàHRUNG฀ZUR฀-ONTAGE
฀ VON฀OBEN
●฀ %INSCHRAUBVERSION฀ZUR฀SEITLICHEN
฀ -ONTAGE
●฀ 2OHR฀MIT฀,UFTEINPERLUNG
●฀ 3CHLAUCH฀MIT฀&IXIERGEWICHT
฀ UND฀,UFTEINPERLUNG

!USFàHRUNGEN฀-ESSZELLE�
●฀ %DELSTAHL฀������
●฀ +ERAMIK฀!,�/�

฀฀���
●฀ +ERAMIK฀!,�/�฀�����

6ORTEILE�
●฀ EINSETZBAR฀IN฀AGGRESSIVEN฀-EDIEN
●฀ KEINE฀BEWEGLICHEN฀4EILE
●฀ KUNDENSPEZIFISCHE฀!USFàHRUNGEN
●฀ KONTINUIERLICHES฀!USGANGSSIGNAL
฀ ������฀M!

!LS฀ DRUCKAUFNEHMENDES฀ %LEMENT฀ WIRD฀
EIN฀ PIEZORESISTIVER฀ 3ILIZIUMCHIP฀ MIT฀
HOHER฀ %MPFINDLICHKEIT฀ EINGESETZT�฀
$IESER฀ WIRD฀ DURCH฀ EIN฀ %DELSTAHLGE

HËUSE�฀ DAS฀ MIT฀ EINER฀ SEHR฀ FLEXIBLEN฀
METALLISCHEN฀7ELLMEMBRANE฀VERSCHLOS

SEN฀ IST�฀ VOR฀ 5MGEBUNGSEINFLàSSEN฀
GESCHàTZT�฀ $AS฀ 3ENSORGEHËUSE฀ IST฀ MIT฀
3ILIKONÚL฀ GEFàLLT�฀ UM฀ DIE฀ $RUCKàBERTRA

GUNG฀ VON฀ DER฀ -EMBRANE฀ AUF฀ DAS฀
-ESSELEMENT฀ZU฀GEWËHRLEISTEN�฀
!LLE฀ METALLISCHEN฀ 4EILE฀ DES฀ $RUCKAUF

NEHMERS�฀ DIE฀ MIT฀ DEM฀ -EDIUM฀ IN฀
"ERàHRUNG฀KOMMEN�฀SIND฀AUS฀%DELSTAHL฀
������฀BZW�฀������฀GEFERTIGT�

$IE฀!BDICHTUNG฀DES฀$RUCKSENSORS฀UND฀
DES฀ 3ENSORGEHËUSES฀ IST฀ IN฀ DER฀ 2EGEL฀
AUS฀&+-฀�6ITON 	�
!NDERE฀-ATERIALIEN฀SIND฀LIEFERBAR�
$AS฀ !USGANGSSIGNAL฀ DES฀ PIEZORESIS

TIVEN฀#HIPS฀WIRD฀IN฀EINEM฀��฀BIT฀-ICRO

CONTROLLER฀GEMESSEN�฀VERSTËRKT�฀TEMPE

RATURKOMPENSIERT฀UND฀IN฀DAS฀!USGANGS

SIGNAL฀VON฀������฀M!฀GEWANDELT�

4HE฀HYDROSTATIC฀PROBES฀ARE฀SUITABLE฀FOR฀
USE฀ IN฀ LIQUIDS฀ 
฀ INCLUDING฀ AGGRESSIVE฀
TYPES฀ 
฀ IN฀ PRESSURELESS฀ TANKS�฀ 4HE฀
HYDROSTATIC฀ PRESSURE฀ THEREBY฀ ACTS฀ ON฀
THE฀ MEMBRANE฀ OF฀ THE฀ GAUGE฀ HEAD฀
CAUSING฀A฀CHANGE฀OF฀AN฀ELECTRIC฀PARAM

ETER�฀ 4HIS฀ CHANGE฀ IS฀ CONVERTED฀ BY฀฀
ELECTRONIC฀ANALYSIS฀INTO฀A฀CORRESPONDING฀
OUTPUT฀SIGNAL�
$EPENDING฀ ON฀ THE฀ DESIGN฀ VERSION�฀ THE฀
PROBE฀ HOUSING฀ IS฀ MADE฀ OF฀ STAINLESS฀
STEEL�฀0#6�฀052฀OR฀&%0฀
฀ACCORDING฀TO฀
THE฀MEDIA฀RESISTANCE฀
�

$ESIGNS�
●฀ 3USPENSION฀VERSION฀FOR฀INSTALLATION
฀ FROM฀THE฀TOP
●฀ 3CREW
IN฀VERSION฀FOR฀LATERAL
฀ MOUNTING
●฀ 0IPE฀WITH฀AIR฀BUBBLING
●฀ (OSE฀WITH฀FIXING฀WEIGHT฀AND
฀ AIR฀BUBBLING

'AUGE฀HEAD฀DESIGNS�
●฀ 3TAINLESS฀STEEL฀������
●฀ #ERAMICS฀!,�/�

฀฀���
●฀ #ERAMICS฀!,�/�฀�����

!DVANTAGES�
●฀ 5SABLE฀IN฀AGGRESSIVE฀MEDIA
●฀ .O฀MOVABLE฀PARTS
●฀ #USTOMER
SPECIFIC฀DESIGNS
●฀ #ONTINUOUS฀OUTPUT฀SIGNAL
฀ �x��฀M!

(YDROSTATIC฀FILLING฀LEVEL
MEASUREMENT฀WITH฀STAINLESS
STEEL฀PRESSURE฀TRANSDUCER

!฀ PIEZORESISTIVE฀ SILICON฀ CHIP฀ WITH฀ HIGH฀
SENSITIVITY฀ IS฀ USED฀ A฀ PRESSURE

TRANSDUCING฀ELEMENT�฀)T฀IS฀PROTECTED฀BY฀
A฀STAINLESS฀STEEL฀HOUSING�฀SEALED฀WITH฀A฀
VERY฀ FLEXIBLE฀ METALLIC฀ CORRUGATED฀
MEMBRANE�฀AGAINST฀AMBIENT฀IMPACT�฀

4HE฀SENSOR฀HOUSING฀IS฀FILLED฀WITH฀SILICON฀
OIL฀TO฀ENSURE฀THE฀PRESSURE฀TRANSMISSION฀
FROM฀ THE฀ MEMBRANE฀ TO฀ THE฀ MEASURING฀
ELEMENT�฀ !LL฀ METALLIC฀ PARTS฀ OF฀ THE฀
PRESSURE฀ TRANSDUCER฀ COMING฀ INTO฀
CONTACT฀ WITH฀ THE฀ MEDIUM฀ ARE฀ MADE฀ OF฀
STAINLESS฀STEEL฀������฀OR฀�������

4HE฀SEALING฀OF฀THE฀PRESSURE฀TRANSDUCER฀
AND฀THE฀SENSOR฀HOUSING฀IS฀USUALLY฀MADE฀
OF฀&+-฀�6ITON 	�
/THER฀ MATERIALS฀ CAN฀ BE฀ SUPPLIED�฀ 4HE฀
OUTPUT฀SIGNAL฀OF฀THE฀PIEZORESISTIVE฀CHIP฀
IS฀MEASURED฀IN฀A฀��฀BIT฀MICROCONTROLLER฀
UND฀ CONVERTED฀ TO฀ THE฀ OUTPUT฀ SIGNAL฀ OF฀
�x��฀M!�

(YDROSTATISCHE
&àLLSTANDSMESSUNG

($
���

(YDROSTATIC฀FILLING
LEVEL฀MEASUREMENT

($
���
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Schaubild 
Illustration 

BUNDSCHUH GMBH+CO 
An der Hartbrücke 6 
D-64625 Bensheim 

Telefon: +49 (0)6251 8462-0 
Fax:  +49 (0)6251 8462-72 
E-Mail: info@elb-bensheim.de 
Info:  www.elb-bensheim.de 

FÜLLSTANDSGERÄTE 

Hydrostatische Füllstands- 
messung mit keramischem 
kapazitivem Druckaufnehmer 

Hydrostatic filling level 
measurements with ceramic 
capacitive pressure transducer 

Als druckaufnehmendes Element wird 
ein keramischer Drucksensor benutzt. 
Dieser ist durch ein Keramikgehäuse, 
das mit einer an den Messbereich 
angepassten dünnen Keramikmembra-
ne verschlossen ist, vor Umgebungs-
einflüssen geschützt.

Die medienberührenden Teile sind je 
nach Anwendung aus PVC, PVDF oder
Keramik 96% bzw. 99,9%.

Der Sensor liefert je nach Ausführung 
der Messzelle als Messsignal eine 
Frequenz oder eine Spannung. Dieses 
druckabhängige Messsignal wird durch 
den auf die Membrane wirkenden 
Druck des Mediums verursacht.

Bei den Messzellen mit Frequenzaus-
gang bewirkt der Druck des Mediums 
eine Kapazitätsänderung des durch die 
Membrane gebildeten Kondensators, 
bei den Messzellen mit Spannungsaus-
gang die Verstimmung einer Wheats-
stoneschen-Messbrücke.

Das Messsignal wird mit einem 16 bit 
Microcontroller gemessen, berechnet 
und temperaturkompensiert. Das 
Ausgangssignal von 4...20 mA ist an 
den Druckmeßbereich angepaßt.

Bedingt durch die hervorragenden 
Eigenschaften, welche der keramische 
Werkstoff bietet, zeichnet sich das 
Drucksensorelement durch eine hohe 
Überlastfestigkeit, Langzeitstabilität und 
Medienbeständigkeit aus.
Das Schaubild zeigt den prinzipiellen 
Aufbau des kapazitiven und piezoresi-
stiven Drucksensormoduls.

 
2) Messkreis mit Speisung durch Auswerte- 
    gerät/ Low-potential circuit with feed 
    through analysis unit 

A ceramic pressure sensor is used as 
pressure-transducing element. It is 
protected against ambient impact by a 
ceramic housing which is sealed with a 
thin ceramic membrane, fitted to the 
measuring area. 
 
The parts coming in contact with the 
media are made of PVC, PVDF or 
ceramics 96% or 99.9%, depending on 
the application. 
 
Depending on the design of the gauge 
head, the sensor delivers the measuring 
signal as frequency or voltage. This 
pressure-dependent measuring signal 
is generated by the pressure of the 
medium acting on the membrane. 
 
With the gauge heads with frequency 
output, the pressure of the medium 
causes a capacitance change of the 
capacitor formed by the membrane, 
with the gauge heads with voltage 
output the detuning of a Wheatstone 
bridge. 
 
The measuring signal is measured with 
16bit microcontroller, calculated and 
compensated for temperature. The 
output signal of 4…20 mA is adjusted 
to the pressure measuring area. 
 
Due to the superb characteristics 
offered by the ceramic material, the 
pressure sensor element is marked by 
high overload capacity, long-term 
stability and media resistance. 
The illustration shows the principal 
structure of the capacitive and piezore-
sistive pressure sensor module. 
 

braun/ brown 
 

weiß/ white 
 

Prinzipieller Aufbau der kapazitiven und piezoresistiven 

Drucksensormodule 

Atmosphärischer Druck Grundkörper 

Druckmembran Druck 

Überdruck-Zelle  

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
 
Subject to change without prior notice, 
errors excepted. 
 
 

 

Anschlussbeispiele 
Connection Examples 
 

1) Messkreis mit externer Speisung/ 
    Low-potential circuit with external feed 

+ 
- 

+ 
 

- 
 

Netzgerät/ Power supply 

Auswertung 
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15 ... 30V 

P - 
+ 

Montagezubehör 

● Anschlussdose 
 mit Druckausgleichselement 
● Verschraubungen aus Edelstahl, 
 PVC, PVDF 
● Abspannklemme 
● Spannungsversorgung 24 V DC 
● Flansche nach Wunsch 

45 

35 

25 

175 

Für Kabel  "฀7 bis  "฀16 mm 

 

Kunststoffbacken mit einem Klemmbereich 

Abspannklemme/ Conductor clamp 

Assembly accessories 

● Connecting box with pressure 
 compensation element 
● Stainless steel, PVC, PVDF threaded 
 joints  
● Conductor clamp 
● 24 V DC voltage supply 
● Flanges per preference 
 

Principle structure of the capacitive and piezoresistive 

pressure sensor modules 

Atmospheric pressure Base body 

Pressure membrane 

Overpressure cell 

Pressure 

Analysis 

Plastic jaws with a clamping range 

For cables  7 to 16 mm diameter 

 

Auswertung/ Analysis

z.B.

AD-31.

E4 (-24 V)

E7 (- mA ein/ on)

E3 (+24 V)

E6 (+mA ein/ on)
P +

-
weiß/white

braun/ brown


